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イミド（PI）を用いるのが望ましい。しかしながら、Cu/PI 界面の剥離や Cu 粒子の PI 層への拡散などによ
り、プリント配線が経時劣化以前に剥離してしまう課題があった。 
著者は、この課題に対して、著者等の開発した低温 STEM-EELS 法を適応した。その結果、ポリイミド
層には、ほぼ単原子サイズに相当する約 0.1 nmの Cu粒子が無数に存在し、製造プロセスの加熱時およ
び高温環境下でのデバイス使用時に、PI の一部が開環し生成した-COO-基と、Cu 基板の Cu＋より、-
COO-…Cu+の複合体が形成されること、 また Cu+が-COO-を経由して、PI 層のある程度の深さまで拡
散し、-COOH 基と-NH 基が脱水縮合する際、複合体から Cu＋が放出されること、さらに Cu+が PI 層に






審    査    の    要    旨 
〔批評〕 























  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
 
